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1102_AppNote

TEMによる半導体材料の形状評価

TEMによる構造観察
＜特徴＞
TEM (透過型電子顕微鏡)は、極微細な構造を高分解能で観察可能な装置です。サブナノオーダーでの

構造観察が可能で、薄膜の膜厚評価や半導体結晶基板中の欠陥の観察・構造解析が可能です。
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SiCエピタキシャル層における積層欠陥の回折条件・高分解能での観察と解析
[SiCエピタキシャル層における積層欠陥の回折条件・高分解能での観察と解析]
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